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Gazowy czujnik temperatury
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Przedmiotem wynalazku jest gazowy czujnik
temperatury stosowany w termometrach ci$nienio-
wych rejestratorach, regulatorach temperatury
itp. aparatach pomiarowych.

Stosowane obecnie czujniki skladajg si¢ jako z
gléwnych czeSci ze zbiornika gazu, przewodu ka-
pilarnego i elementu sprezystego (rurki Bourdone,
membrany, mieszka sprezystego itp.). Wymienione
cze$ci sktadowe czujnika sg lgczone w zesp6t przez
spawanie lub lutowanje. Zbiornik gazu stanowi
cze§é czujnika poddawang dzialaniu mierzonej
temperatury. Ci$nienie gazu wzglednie jego zmia-
ny pod wplywem temperatury wywotujg odksztal-
cenie elementu sprezystego wyzyskane do pomiaru
temperatury.

Wada stosowanych obecnie czujnikéw jest nie-
dostateczna gazoszczelno$é. Po dluzszym sklado-
waniu wzglednie uzytkowania ci$nienie gazu
wewnatrz czujnika spada, obnizajgc klase do-
kladno$ci przyrzadu i robi go czesto niezdolnym
do uzytku. Powodem tego zjawiska sg mikro-
nieszczelno$ci S§cianek czujnika, w szczeg6lnofci
za$§ nieszczelno$ei spoin i lutowan, oraz dyfuzja
gazu poprzez Sciany czujnika. Opisana wada jest
szczeglblnie dotkliwa przy pracy czujnikbw w wy-
sokich temperaturach i przy stosowaniu skadinad
pozadanego wysokiego ci$nienia wewnatrz czuj-
nika.

Celem wynalazku jest praktyczne usuniecie
wplywu zjawisk obnizajacych cinienie wewngtrz
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czujnika. Cel ten zostal osiagniety przez oslonig-
cie dodatkowo zbiornika gazu oraz ewentualnie
miejsc spawanych i lutowanych, a takze calego
lub czeSci przewodu kapilarnego, oslong herme-
tyczna wypelniong wewngtrz podobnym gazem i
bedacym pod podobnym ci$nieniem, jak gaz wy-
peiniajacy czujnik.

Rozwigzanie takie przedluza wielokrotnie okres
eksploatacyjny aparatu, pozwala na stosowanie
czujniké6w do pomiaru, wzglednie wysokich tem-
peratur oraz na stosowanie wyzszych niz zazwy-
czaj ci$niefl gazu wypelniajgcego czujnik.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kiadzie wykonania przedstawionym na rysunku na
ktérym pokazano cze§¢ zbiornikows i cze§é z ele-
mentem sprezystym polgczone przewodem kapi-
larnym w przekroju osiowym. Zbiornik pomiaro-
wy gazu 2, przewéd kapilarny 8 oraz element
sprezysty 12 polgczone sg przez spawanie w calo§é
i napelnione gazem pod okre§lonym ci$nieniem.
Zesp6l ten stanowi wila$ciwy czujnik temperatu-
ry. Jest on otoczony ostong hermetyczng sklada-
jacg sie ze zbiornika zewnetrznego 1 i przewodu
zewnetrznego 7, tak uksztaltowanego od strony
elementu sprezystego, ze cze§ciowo przewdd zew-
netrzny 7 obejmuje element sprezysty 12 i oslania
miejsce spawania elementu 12 z podstawkg 11
tworzac przy tym komore o okreslonej objetoSci.
Oslona hermetyczna 1, 7 wypelniona jest podob-
nym gazem bedacym pod podobnym lub nieznacz-
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nie réznym ci$nieniem jak gaz wypeliajacy czuj-
nik wlasciwy. Czujnik wiasciwy 2, 8, 12 napelnia-
ny jest poprzez zaspawany po mnapeilnieniu tubus
pompowy 10, podobnie ostona hermetyczna 1, 7
poprzez tubus pompowy 5 osloniety, przed mecha-
nicznym uszkodzeniem czujnika, ochraniaczem 6.

Znaczna réznica ciSnienia gazu wewmatrz oslo-
ny hermetycznej 1, 7 i otaczajgcej atmosfery po-
woduje pewien przeciek gazu na zewnatrz przez
mikronieszczelno$ci i dyfuzje podobnie jak to ma
miejsce w czujnikach obecnie stosowanych miedzy
zbiornikiem pomiarowym i atmosfera, Podczas,
gdy w zwyklych czujnikach powoduje to obnize-
nie klasy przyrzadu, az do jego niezdatno$ci, to
w przypadku czujnika wedlug wynalazku powo-
duje to jedynie nieznaczne obnizenie cinienia w
oslonie hermetycznej 1, 7. Wynikla stad roéznica
ciSnienia miedzy gazem wypelniajagcym oslone
hermetyczng 1, 7 i gazem wypeliajgcym whasci-
wy czujnik pomiarowy 2, 8, 12 jest w stosunku do
réznicy ciSnienia wewnatrz oslony hermetycznej
i zewnetrznego ci$nienia atmosferycznego prak-
tycznie nieporé6wnywalna tak, ze spowodowany
nig przeciek gazu ze zbiornika pomiarowego 2 do
ostony hermetycznej ma tylko teoretyczne znacze-
nie.

Podkre§li¢ takze nalezy, ze gdy réznica ciSnienia
gaz6w miedzy oslong hermetyczng i otoczeniem
istnieje od poczatku w pelnej wartoSci, to réznica
ci$nienia gazé6w miedzy ostong hermetyczng, a
zbiornikiem pomiarowym narasta wolno w czasie;
co korzystnie wplywa zwiekszajgc wielokrotnie
diugotrwalo§¢ eksploatacyjng aparatu. Skutecz-
no§é dzialania’ ostony hermetycznej 1, 7 mozna
podnie§¢ jeszcze bardziej przez wytworzenie we-
wnatrz oslony hermetycznej 1, 7 nieznacznie
wigkszego ciSnienia powodujacego, w pewnym
okresie czasu eksploatacji aparatu, przeplyw gazu
w dopuszczalnej klasa przyrzadu wielkoSci z osto-
ny hermetycznej do zbiornika pomiarowego, a po
uplywie tego okresu czasu ci$nienie gazu w oslo-
nie hermetycznej obnizy sie przez przeciek w kie-
runku odwrotnym. Oczywiste jest, ze skutecznosé
dzialania oslony hermetycznej roénie takze z obje-
toScia Dprzestrzeni wypelionej gazem, Czujnik
wlasciwy 2, 8, 12 oraz oslon¢ hermetyczng 1, 7 na-
pelnia sie tym samym gazem, 1lub réznymi gazami
o odpowiednich wspélczynnikach dyfuzji.

Stosunek objetoSci cze§ci ogrzewanych i zim-
nych oslony hermetycznej tak sie dobiera aby nie
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4
réznil sie znacznie od analogicznego stosunku w
odniesieniu do czujnika wlasciwego.

Wprowadzenie ostony hermetycznej powoduje
zwigkszenie stalej czasowej urzadzenia. Wplyw
ten mozna ograniczyé stosujagc dopuszczalne w tej
konstrukeji ciefisze §cianki zbiornika pomiarowe-
go 2, gdyz zbiornik ten nie jest narazony na dzia-
tanie znaczniejszych réznic ci$niei od wewnatrz
i zewnatrz. Stala czasowa mozna tez korzystnie
zmniejszyé dbajac o dostatecznie dobre polgczenie
mechaniczne zbiornika zewnetrznego 1 oraz zbior-
nika pomiarowego 2, co poprawia przewodzenie
ciepla. Podobny efekt mozna osiaggnaé wypemia-
jac czeSciowo ostone hermetyczna materialem syp-
kim lub cieklym dobrze przewodzacym cieplo (np.
opilki metalowe, ciekle metale itp.).

W praktyce przyrzgd mozna tak wykonywaé,
aby uzywang zazwyczaj oslone zabezpieczajgca
przed wplywem temperatury i uszkodzeniami me-
chanicznymi, w ktérej umieszcza sie czujnik wy-
zyskaé réwmnocze$nie w czeéci lub calosci jako
ostone hermetyczng 1, 7. '

Zastrzezenia patentowe

1. Gazowy czujnik temperatury posiadajacy jako
cze$¢ skladowa znany wlaSciwy czujnik, skla-
dajacy sie ze zbiornika pomiarowego, przewodu
kapilarnego oraz elementu sprezystego 2zna-
mienny tym, ze zbiornik pomiarowy (2) oraz
przew6d kapilarny (8) w catoSci lub czeSci i
pPolgczenie lutowane lub spawane posiadajg do-
datkowo otaczajaca je woslone hermetyczng
a,7).

2. Czujnik wedlug zastrz. (1, znamienny tym, ze
ostona hermetyczna (1, 7) zawiera wewngtrz
gaz, ktérego ciSnienie jest zblizone lub odpo-
wiednio wyzsze od ci$nienia gazu wypekmiaja-
cego czujnik wlasciwy (2, 8, 12).

3. Czujnik wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,

*  2ze zbiornik zewnetrzny (1) oslony hermetycznej
posiada mechaniczne polaczenie ze zbiornikiem
pomiarowym (2), w celu zapewnienia dobrego
przewodzenia ciepla.

4. Czujnik wedlug zastrz. 1, 2, 3, znamienny tym,
Ze osltona hermetyczna (1, 7) jest wykonana ja-
ko cze$¢ lub calo§¢ zazwyczaj stosowanej osto-
ny zabezpieczajgcej przed wplywem tempera-
tury i uszkodzeniami mechanicznymi.
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